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前  言
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光纤预制棒用四氯化硅容器清洗技术规范

1 范围

本标准规定了光纤预制棒用四氯化硅产品容器清洗的设施和材料、清洗条件、清洗及质量控制的

要求。
本标准适用于光纤预制棒用四氯化硅充装容器的清洗,光纤预制棒用四氯化锗,半导体用三氯氢

硅、二氯二氢硅、六氯乙硅烷等液体化工产品容器的清洗可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5832.3 气体中微量水分的测定 第3部分:光腔衰荡光谱法

GB/T6285 气体中微量氧的测定 电化学法

GB/T11446.1 电子级水

GB/T25915.1 洁净室及相关受控环境 第1部分:空气洁净度等级

GB50646—2011 特种气体系统工程技术规范

T/CEMIA001 光纤预制棒用四氯化硅

3 设施和材料

3.1 清洗装置:通过喷射高压高纯水,去除容器表面颗粒及金属毛刺的装置。

3.2 干燥装置:具有足够空间的烘箱以及能够充气、排气、抽真空的辅助设施的组合。

3.3 残液回收装置:具备能够将容器内残余物料压空、置换、吹扫、抽真空等功能的系统装置。

3.4 尾气处理装置:将充装、回收、烘干系统产生的尾气进行水解、中和,并达标排放的系统装置。

3.5 高纯水:符合GB/T11446.1EW-1级的要求。

3.6 高纯气体:氮气、氩气或其他惰性气体,纯度≥99.9999%,含水量≤0.1μL/L。

4 清洗条件

出现下列情况之一时,容器应进行清洗:

a) 达到清洗期限的(一般为3年);

b) 经第三方检定或拆装,返回本单位后;

c) 盛装了非光纤预制棒用四氯化硅产品后;

d) 受到污染或充装后产品质量不符合要求的;

e) 经过维修、改造、更换内部附件的;

f) 对于首次使用的新容器,仅采用产品清洗。
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